e X-rite

Narzedzie do kontroli jakosci koloru

X-Rite Ciw52
Uniwersalny spektrofotometr

Uniwersalne narzedzie do zgodnych pomiaréw réznego rodzaju probek w zakresie
materiatu, rozmiaru, ksztattu, tekstury i stopnia nieprzezroczystosci. Jednoczesny
pomiar koloru i wyglgdu zwieksza doktadnos¢. Urzadzenie moze by¢ uzywane, jako
przenosne lub w potgczeniu ze statywem, jako stacjonarne. Wbudowany system
NetProfiler3 zapewnia stato$¢ systemu i precyzje dziatania.
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Zalety X-Rite Ci52

Uniwersalnos¢. Mozliwe zastosowanie, jako przenosnego lub
stacjonarnego rozwigzania; Zdalny przycisk pomiaru zapewnia
wygode.

Latwy w uzytkowaniu. Praca w trybie zbliz i doci$nij,
wspomagana wizualnie (LED) i dzwigkowo.

Ulepszony catkowity pomiar. Tlumigca drgania i przetgczana
stopa celownicza oraz zdalny przycisk pomiaru utatwia pomiar
trudnych do ustawienia prébek.

Przystosowany do pomiarow réznego rodzaju probek o réoznych
ksztattach. Zdolno$¢ pomiaru 14 mm prébki lub wiekszych
materiatow tj. papier, tworzywa, tkaniny i inne powierzchnie.

Szybkie, odpowiednie odczyty. Czas pomiaru to 2 sekundy dla
ptaskich powierzchni jak i innych skomplikowanych ksztattow.

Niezawodne osiggi. Jednoczesny pomiar z wigczeniem potysku
(kolor) jak i wytaczeniem potysku (wyglad), w celu zbadania
wptywu komponentu potysku na probke.

Zgodne pomiary. Pierwszorzedna zgodnos$¢ zapewnia
integralnos¢ kontroli koloru wieloma urzadzeniami.

Wbudowany NetProfilere3. Wbudowany system optymalizuje
osiggi urzadzenia i pozwala na zdalng certyfikacje.

Bezproblemowe przejscie. Dziata zgodnie z istniejgcymi
spektrofotometrami X-Rite.

X-Rite Ci52 Specyfikacja

Geometria pomiarowa

Szczelina pomiarowa

Zrédto $wiatta

Detektor

Zakres spektralny

Interwat spektralny

Zakres pomiarowy
Czas pomiaru

Zgodnos$¢ miedzy-urzadzeniowa

Powtarzalnos¢
NetProfiler wsparcie
Transform Wsparcie
Zywotno$é lampy

Zasilanie

Potaczenie

Zakres temperatur uzytkowania

Zakres temperatur przechowywania
Waga
Wymiary

Dotgczone akcesoria

Opcjonalnie

Wytgczny Przedstawiciel X-Rite w Polsce
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d/8°, technologia DRS
SPIN / SPEX

8mm obszar pomiaru
14mm okno celownicze

Lampa wolframowa napetniona gazem

Fotodioda krzemowa z podwyzszong
czutoscig w zakresie $wiatta niebieskiego

400 — 700nm

10nm — pomiar
10nm — wyjscie

0 do 200% wspotczynnika odbicia
Okoto 2 sekund

CIE L*a*b*:

Srednio 0.20 AE*ab w oparciu o $rednig z
pomiaréw 12 ptytek BCRA Serii Il

(SCI - z wigczeniem potysku)

Max. 0.40 AE*ab na jakiejkolwiek ptytce
(SCI - z wtgczeniem potysku)

.05 AE*ab na biatej ptytce ceramicznej
Whbudowane

Whbudowane

Okoto 500 000 pomiaréw

Zasilacz
90 —130VAC lub 100 — 240VAC,
50 — 60Hz, 15W max

usB
50° do 104°F (10° to 40°C)

85% wzglednej wilgotnosci
(niekondensujgca)

-4° do 122°F (-20° do 50°C)
1.9 Ibs. (.87 kg)

4.3’H (10.9 cm) x 3.6"'W (9.1 cm) x
8.4°L (21.3 cm)

Wzorzec kalibracyjny: Czarna putapka, wymienny
biaty i zielony standard, instrukcja obstugi, zasilacz,

kabel USB

Stacjonarny statyw
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